
PME 4352  微機電系統導論 
 

Spring 2007 

Credits : 3 

Time : F5F6F7 

Place : 工一館 217 室 

 

課程內容 
 

1. Introduction 

2. Basic IC fabrication processes 

3. Fabrication techniques for MEMS 

  Bulk micromachining 

  Surface micromachining 

  LIGA process 

Midterm exam 

4. Applications 

5. Mechanics issues on MEMS 

Final project 
 

 

Instructor : 方維倫 

Office : 工一館 522 室 ( 分機 42923 ) 

Lab : 工一館 532 室 ( 分機 33742 ) 

Email: fang@pme.nthu.edu.tw 

 

Grading : Homework 10%, Midterm 50%, Final project 40% 
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